ukasiewicz
1stytut
\ikroelektroniki
Fotoniki

Zapytanie w celu oszacowania wartosci zamdwienia polegajacego na dostawie i instalacji

pieca do oksydacji wraz ze szkoleniem

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartosci zamdwienia, Sieé
Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zwraca sie z prosbg o
przedstawienie informacji dotyczgcych szacunkowych kosztéw realizacji nizej opisanego
zamowienia

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartosci zamowienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego, jak réwniez nie jest ogtoszeniem ani zapytaniem o cene w rozumieniu
ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Informacja ta ma na celu wytgcznie rozpoznanie
rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztow realizacji opisanej dostawy.

1. Zamawiajacy

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki
i Fotoniki

al. Lotnikow 32/46

02-668 Warszawa

2. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja pieca do oksydacji wraz ze
szkoleniem zgodnie ze specyfikacjg techniczng:

Lp. | Nazwa parametru Wymaganie Kolumna do
wypetnieni
a przez
wykonawce
1. | Model Podac
2. | Producent Podac¢
3. | Kraj pochodzenia Podac
4. | Rok produkcji 2025 Potwierdzi¢
5. | Urzgdzenie Fabrycznie nowe, nieuzywane Potwierdzic¢
6. | Gtowne Urzadzenie stuzy do formowania apertury | Potwierdzi¢
zastosowanie elektrycznej metodg oksydacji w laserach typu
VCSEL
7. | Ogdlne wymagania Urzadzenie umozliwiajace mokrg oksydacje | Potwierdzi¢
warstw AlGaAs o wysokiej zawartosci Al
(>=94%) wyposazone w kontrole szybkosci
oksydacji in-situ
Kluczowe parametry | 8.1 Urzadzenie musi zapewnia¢ prowadzenie
8. | systemu procesu oksydaciji w cisnieniu atmosferycznym

— il Rascipospolta SO
= - ODBUDOWY - Palskd NextGenerationEU
Stronalz4

Sie¢ Badawcza kukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

02-668 Warszawa, al. Lotnikow 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail:dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl|NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000865821 BDQ: 00050509
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001




8.2 Urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwosc
oksydowania podtozy do 6 cali

Potwierdzic¢

8.3 Urzadzenie musi umozliwiaé proces
oksydacji w temperaturze standardowej ~400
°C oraz maksymalnej 500 °C

Potwierdzi¢

8.4 Urzadzenie musi umozliwiac grzanie z
szybkoscig min 1 °C/s

Potwierdzié

8.5 Urzadzenie musi umozliwia¢ chtodzenie z
$rednig szybkoscig min. 1°C/s od temp. max.
do temperatury 200 °C

Potwierdzié

8.6 Urzadzenie musi umozliwia¢ prowadzenie
oksydacji z szybkoscig min 0.5 mm/min

Potwierdzié¢

8.7 Urzadzenie musi zapewniac jednorodnosc
oksydacji: £ 5% na podtozu o $rednicy 4 cali

Potwierdzié

Kontrola szybkosci
oksydacji

9.1 Urzadzenie musi zapewnia¢ kontrolg in-
situ szybkosci oksydacji poprzez obserwacje
mikroskopowg w podczerwieni

Potwierdzi¢

9.2 Urzadzenie musi umozliwia¢ obserwacje
mikroskopowg catego podtoza o Srednicy 6
cali. Ruch mikroskopu na dystansie min. 175
mm.

Potwierdzic¢

9.3 Ruch mikroskopu kontrolowany z poziomu
oprogramowania sterujgcego urzadzenia

10.

Komputer do obstugi
oraz
oprogramowanie
sterujgce

10.1 Komputer lub zestaw komputeréw do

sterowania urzgdzeniem dostosowany do

pracy w

laboratorium czystym (clean-room ISQO7) i
obstugi w rekawiczkach

Potwierdzic

10.2 Wyposazony w dwa monitory ekranowe

Potwierdzi¢

10.3 Monitory o przekatnej min. 24 cale lub
wieksze

Potwierdzi¢

10.4 Oprogramowanie z graficznym
interfejsem uzytkownika

Potwierdzi¢

10.5 Oprogramowanie musi zapewniac
podglad na zadane i aktualne parametry
procesu oksydacji

Potwierdzi¢

10.6 Oprogramowanie musi zapewniac
kontrolowanie procesu oksydacji w sposéb
manualny oraz automatyczny

Potwierdzic

10.7 Oprogramowanie musi umozliwiac
tworzenie receptur

Potwierdzié

10.8 Oprogramowanie musi umozliwia¢
pomiary dystansu oksydacji

Potwierdzi¢

10.9 Oprogramowanie musi umozliwiac
zapisywanie obrazow oraz plikow video z
przebiegu procesu oksydacji

Potwierdzi¢

11.

Testy akceptacyjne
- 2 etapowe

11.1 Odbiodr Urzadzen jest dwuetapowy.

Etap I polega na wykonaniu testow w siedzibie
Producenta

Etap II

polega na wykonaniu testow po

Potwierdzic .
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zainstalowaniu urzadzenia w laboratorium
Zamawiajgcego

Etap I - testy fabryczne

W ramach testu akceptacyjnego, przed wysytka
urzadzenia z miejsca produkcji, zostanie
przeprowadzone

sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich
uktadéw i elementéw urzadzenia poprzez
przeprowadzenie

testow sprawdzajgcych wedtug norm
producenta

Materiaty do testow
musza, zosta¢ dostarczone przez producenta
urzadzenia.

Etap II (po zainstalowaniu urzadzen):

W ramach testu akceptacyjnego zostanie
przeprowadzone sprawdzenie poprawnosci
dziatania wszystkich

uktadow i elementéw urzadzenia poprzez
przeprowadzenie  testdw  sprawdzajacych
wedtug norm producenta

oraz nastepujace testy:

- test jednorodnosci oksydacji na catym
podtozu 6 cali z wykorzystaniem prébek
testowych standardowej struktury epitaksjalnej
lasera VCSEL na GaAs - akceptowalny rozrzut
+-5% .

- test powtarzalnosci (~5 kolejnych,
identycznych testéw) oksydacji na catym
podtozu 6 cali z wykorzystaniem préobek
testowych standardowej struktury epitaksjalnej
lasera VCSEL na GaAs - akceptowalny rozrzut
+-5%

Materiaty do testéw zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego

12. | Czesci zamienne i 12.1. Czesci zamienne muszg by¢ dostepne co | Potwierdzic¢
wsparcie najmniej 10 lat.
producenta 12.3 Producent gwarantuje darmowe wsparcie
techniczne mailowo lub telefonicznie
13. Szkolenie 13.1 Dostawca zapewni szkolenie z obstugi | Potwierdzi¢
urzgdzenia dla min 4 oséb obejmujace:
e Uzytkowanie i obstuge funkcjonalnosci
e Budowe urzadzenia (podstawowe
elementy sktadowe)
14, Dokumentacja 14.1 Bezterminowa licencja do petnego | Potwierdzié
techniczna oraz wykorzystania urzadzenia i jego funkcji do
zastosowan zardéwno
2> Reeczpospolta  SFgroune e
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instrukcja
uzytkowania

naukowych, badawczo-rozwojowych oraz
komercyjnych

14.2 Komplet dokumentacji do urzadzenia w
jezyku polskim i/lub angielskim, w tym
instrukcja obstugi w jezyku polskim,

petne  schematy elektryczne, optyczne,
mechaniczne oraz

instrukcja obstugi oprogramowania
dostarczonego wraz z urzadzeniem

Potwierdzi¢

14.3 Dokumentacja musi by¢ dostarczona w
wersji drukowanej (na papierze
przystosowanym

do laboratorium typu clean-room) craz w wersji
cyfrowej. Pliki  cyfrowe powinny  by¢
dostarczone

na potprzewodnikowym nosniku danych (np.
pendrive lub zewnetrzny dysk SSD).

Potwierdzié

15.

Akcesoria

15.1 Wraz z urzadzeniem dostarczony scrubber
do neutralizacji zracych i toksycznych oparéow
wytwarzanych podczas mineralizacji
utleniajgcych procesow lub podobnych.

3. Elementy WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzec:
1) nazwe, adres Wykonawcy, osobe do kontaktow;
2) cene w PLN /EUR/ USD/ GBP (netto i brutto) uwzgledniajgcg wszystkie koszty

realizacji zamoéwienia.

4. Forma sktadania WYCENY - elektronicznie na adres:

marek.ekielski@imif.lukasiewicz.gov.pl

5. Termin sktadania WYCENY: 24.04.2025 r.

6. Osoba upowazniona do kontaktéw:

marek.ekielski@imif.lukasiewicz.gov.pl
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